FIB를 이용한 평면 관찰용(Planeview) TEM 시편제작법
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기판 위 성장된 박막의 투과전자현미경 분석에 있어서 단면 관찰용 샘플과 평면 관찰용 샘플은 각각에서 얻어지는 정보들이 매우 다르고 얻고자 하는 분석 목적에 따라 샘플링의 방법도 달라진다. 단면 관찰용으로 제작된 샘플로는 주로 박막의 두께나 각 박막 층간 계면에서의 현상 관찰, 단면 방향으로 형성된 전위 분석 등을 할 수 있고, 평면 관찰용으로 제작된 샘플로는 박막의 평면 방향에서의 결정성, Grain size 분포, 표면에서의 전위 밀도 관찰 등이 가능하다. 하지만 얇은 박막의 평면 관찰용 시편 제작은 과정의 복잡함과 원하는 초박막 영역을 정확하게 남기면서 제작하는데 많은 어려움이 있다.
본 발표에서는 FIB(Focussed Ion Beam) 장비를 이용하여 기판 위 성장된 50nm 두께 이하 박막 재료의 평면 관찰용 시편 제작에 대해 단면관찰용 시편 제작법 중의 하나인 샌드위치법을 이용한 단면관찰용 시편제작법과 FIB를 이용한 샘플링법을 조합한 방법으로 평면 관찰용 샘플 제작을 진행한 사례와, FIB를 이용한 샘플링 시 EDS 분석을 병행하며 초박막의 평면관찰용 시편을 제작한 두 가지 결과를 소개하고자 한다.
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